Solution for researching

6-Zoll Runder Ptfe-Waftrager Saure- Und Alkalibestandig
Reinigungs-Blumenkorb Fur Halbleiter Anpassbar

Artikelnummer: PL-CP55

Einfuhrung

Hochreine 6-Zoll PTFE-Waftrager entwickelt fur
anspruchsvolle Nassprozesse in der
Halbleiterfertigung. Diese anpassbaren
Blumenkorbe sind auf extreme
Chemikalienbestandigkeit und thermische
Stabilitat ausgelegt und gewahrleisten eine
gleichmaBige Reinigung sowie Substratschutz in
aggressiven sauren und alkalischen
Tauchumgebungen wahrend der gesamten
Produktion.

Mehr erfahren

RCA-Reinigung fiir | iter

9

Nassatzprozesse

Photolithographie-Stripping

Texturierung von Solarzellen

Spiilung nach CMP

Vorbereitung far
Spurenanalyse

MEMS-Fertigung

Spezielle Substrathandhabung fir die Produktion von
mikroelektromechanischen Systemen.

Tauchung von Wafern in SC-1- und SC-2-Lésungen zur Entfernung von Vollstandige Bestandigkeit gegentiber Oxidationsmitteln und
organischen und ionischen Verunreinigungen.

hochwarmen Basen.

Selektives Entfernen von Materialschichten mit Flusssaure (HF) oder Prazise Substratpositionierung gewahrleistet eine gleichmaRige

Atztiefe iber den gesamten Wafer.

Entfernung von Photolackschichten mit aggressiven organischen Das Material quillt nicht und zersetzt sich nicht bei Einwirkung
Loésungsmitteln oder Piranha-Lésungen.

harter Losungsmittel.

GroRvolumige Reinigung und Oberflachentexturierung von Siliziumwafern Das langlebige Design halt den Belastungen von industriellen
zur Verbesserung des Wirkungsgrads.

Chemiedurchsatzen stand.

Entfernung von Slurry-Partikeln und Chemikalien nach der chemisch- Ultra-glatte Oberflachen verhindern das Wiederanhaften von
mechanischen Politur.

Partikeln und erleichtern das Spiilen.

Reinigung von hochreinen Laborbauteilen in konzentrierter Salpeter- oder  Eliminiert Kreuzkontaminationsrisiken fir die Elementaranalyse

im Ultra-Spurenbereich.

Anpassbare Schlitzabmessungen nehmen nicht standardmaRige
Substratdicken auf.

Produktbezeichnung

Material zung
Kompatibilitat WafergroRe
Konfiguration
Schlitzanzahl / Kapazitat

Betriebstemperatur

ch Saliant PESrra

Schlitzbreite / Abstand

PL-CP55 Runder Waftrager (Blumenkorb)

Runder geschlitzter Korb / gelochtes Blumendesign

-200 °C bis +260 °C (-328 °F bis +500 °F)

Vollstandig anpassbar nach Kundenspezifikation

Hochreines jungfrauliches Polytetrafluorethylen (PTFE)

Standard 6-Zoll (150 mm) (kundenspezifische GréRen verfiigbar)

Anpassbar (Standardoptionen: 10, 25 oder 50 Schlitze)

pH 0-14 (allgemeine Saure-/Alkali-/L6sungsmittelbestandigkeit)
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NI NTENK
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Integrierter fester Griff oder abnehmbarer schwenkbarer PTFE-Griff
(anpassbar)

Griffart

Oberflachenbeschaffenheit CNC-gefrast glatt (typischerweise Ra < 0,8 pm)
Fertigungsverfahren 100 % prazise CNC-gefrast (kundenspezifisches Produkt)

Kundenspezifisch ausgelegt fir passende Nassbank- oder

Abmessungen
9 Tankabmessungen
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